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(57) Abstract

The invention concerns a method of producing a buried, } ,f3

laterally insulated zone of very high conductivity in a semicon- [ l J
ductor substrate, the method comprising the following steps: a)
a substrate with a buried zone of high conductivity is prepared; 7 7
b) a reference layer is applied to the substrate; c) the reference \ _‘/—

layer is structured; d) a trench is produced in the substrate, v
and e) the insulation material used to fill the trench is applied \
to the resultant structure. The reference layer is selected such _L
that the growth rate of the trench-filling insulation material on

the reference material is lower by a factor of at least two than 6 ¥ _/ T o 6
(\

the growth rate of the trench-filling insulating material on the
trench surface which is to be covered. This trench surface to
be covered generally consists of substrate material but interme-
diate layers can also be provided.

(57) Zusammenfassung

Erfindungsgemif wird ein Verfahren zur Herstellung einer vergrabenen, lateral isolierten Zone erhohter Leitfahigkeit in einem
Halbleitersubstrat bereitgestelit, das die folgenden Schritte umfaBt: a) ein Substrat mit einer vergrabenen Zone erhdhter Leitfahigkeit wird
bereitgestellt; b) auf das Substrat wird eine Referenzschicht aufgebracht; ¢) die Referenzschicht wird strukturiert; d) in dem Substrat wird
ein Graben erzeugt; und e) auf die so erzeugte Struktur wird das zum Auffiillen des Grabens verwendete Isolationsmaterial aufgebracht,
wobei die Referenzschicht so gew#hlt ist, daB die Wachstumsrate des zum Auffillen des Grabens verwendeten Isolationsmaterials
auf der Referenzschicht mindestens um den Faktor 2 kleiner ist als die Wachstumsrate des zum Aufflillen des Grabens verwendeten
Isolationsmaterials auf der zu bedeckenden Oberfliche des Grabens. Diese zu bedeckende Oberfliche des Grabens wird iiblicherweise aus
Substratmaterial bestehen. Es konnen aber auch Zwischenschichten vorgesehen sein.
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